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１．概要（Summary） 

本研究では、空気流れのせん断応力を直接計測できる

小型センサを設計・製作した。提案したセンサには同じチ

ップにサイドドップの 2 つのカンチレバーが設けられ、セン

サチップの表面のせん断応力はこれらのカンチレバーの

応答から計測される。試作したセンサチップのサイズは数

mm 程度であり、センサの分解能は 2 Pa であった。また、

センサの共振周波数は数 kHz 程度であり、高感度であり

ながら、時間応答も速いという利点がある。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

① 高速大面積電子線描画装置 
② マスク・ウエーハ自動現像装置群 
③ ステルスダイサー 
④ EB 蒸着装置 

【実験方法】 
MEMS センサを製作するためのガラスマスクを、電子

線描画装置を用いて製作した。ウェハーに金額を蒸着す

るために、EB 蒸着装置を使用した。また、1 インチウェハ

ーで MEMS プロセスを行った後、ステルスダイサーを用

いて、チップ化を行った。 
カンチレバーのヒンジの壁面にピエゾ抵抗を形成する

ために、まず穴パターンを形成して、そのあとドーパントを

スピンコートし、熱拡散で不純物のドープを行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作したセンサの感度と周波数特性を行った結果、試

作したセンサは 4 kHz 程度の共振周波数を持ち、また力

に対する感度(抵抗変化率と力との比例係数)は 4×103 

(N-1)程度であった。また、空気流れの速度を変えられる

Wind Tunnel を用いて、せん断応力とセンサの応答との

関係を計測した。計測結果から、試作したセンサは 1.3 
Pa のせん断応力を計測できることがわかった。 
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